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Dip-pen, scratch, anodization lithography등의 AFM을 이용한 lithography는 나노미터 크기의 패터닝

을 위한 방법으로 많은 관심을 받고 있다. 본 연구에서는 AFM을 이용하여 나노 크기의 금속을 성장시

켜 전자회로 구성의 기초 디바이스를 제조하는 것을 목적으로 한다. SAM(self-assembled 

monolayers)을 통하여 OTS(octadecyltrichlorosilane)를 Si wafer 위에 쌓은 다음, 이를 AFM 양극 산화 

반응을 이용하여 산화시켜 주면, 나노 크기의 특정 영역의 -CH3가 -COOH로 변하게 된다. -COOH는 

다양한 금속을 효과적으로 흡착시켜 금속을 성장시킬 수 있는 site로 사용할 수 있고, 다른 방법을 통하

여 원하는 기능기로 치환이 가능하다. 이렇게 흡착된 금속을 AFM을 통하여 환원시켜, 금속 성장에 필

요한 seed로 사용, 나노 크기의 금속 입자를 만들 수 있다. 이러한 과정을 통해 AFM 양극 산화 반응의 

패터닝 모양에 따라, 나노 입자, 나노 와이어, 나노 필름 등의 모양을 효과적으로 만들 수 있다.  
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